
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３２６６３

基盤研究(C)（一般）

2016～2014

ナノマイクロ加工へ用いる時空間歪が補償された超短パルスビーム列の発生

Distortion-compensated multifocusing of ultrashort pulse beams for nano- and 
micro-processing

２０６４４６２８研究者番号：

尼子　淳（AMAKO, JUN）

東洋大学・理工学部・教授

研究期間：

２６４２００５９

平成 年 月 日現在２９   ５ １８

円     3,300,000

研究成果の概要（和文）：時空間における波形歪のない超短パルスビーム列を生成するカスケード光学系を開発
した。回折系の後に屈折系がカスケードに接続され、両者の間に位相差板が配置されている。パルスビームを回
折光学素子で分岐すると、波形歪の主要因である色収差が生じる。この色収差を回折系と屈折系で補正し、角度
分散を位相差板で補償する。系全体に残る材料由来の位相遅延分散は入力パルスへチャープを与えて補償する。
光線行列解析により導出した色収差補正の条件を用いてカスケード光学系を設計した。20fsのパルスビームを用
いた波形の評価から、提案したパルスビーム列生成法の有効性を検証した。この研究成果は超短パルス微細加工
へ応用できる。

研究成果の概要（英文）：We have developed a cascade optical system for multifocusing of ultrashort 
pulse beams. The system consists of a diffractive subsystem, a refractive subsystem, and a phase 
plate located between them. The primary reason for pulse distortions is chromatic aberrations 
arising from a diffractive beam splitter. Two subsystems optically coupled in cascade correct 
chromatic aberrations and the phase plate compensates for angular dispersions, while remaining 
material dispersions are removed by pre-chirping the input pulse. We designed a prototype system for
 evaluation by applying the aberration correction conditions derived from a ray-matrix analysis. The
 designed system was evaluated with 20-fs pulses by characterizing the transmitted pulses in terms 
of spatial and temporal profiles to verify the proposed beam delivery scheme. This optical system, 
which has the potential to be extended to sub-20 fs, enables thermal-free and high-throughput 
nano-and micro-processing using ultrashort pulses.

研究分野： 光工学
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